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1. ◊✲┠ⓗ 

⌧ᅾ㸪ḟୡ௦Ᏹᐂ㛤ⓎࡢᣐⅬ࡚ࡋ࡜᭶ࡀὀ┠ࢆᾎࡾ࠾࡚ࡧ㸪

ᑗ᮶ࡢᒃఫ㸪㈓ⶶ㸪᥇㖔᪋タࡢ࡝࡞㛤Ⓨࢆ┠ⓗࡓࡋ࡜᭷ே᭶

㠃᥈ᰝࡀィ⏬ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸬ࡋ࠿ࡋ᭶㠃άືࡢ㝿࡟᭶㠃ୖ࡟Ꮡ

ᅾࡿࡍᚤᑠ࡞⢊ሻ࡛࠸⯙ࡀࢺࢫࢲࢼࣝࡿ࠶㸪Ᏹᐂ᭹࡟௜╔ࡍ

ࡋ╔௜ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᖏ㟁ࡣࢺࢫࢲࢼ㸬ࣝࡿ࠶ࡀၥ㢟࠺࠸࡜ࡿ

₯࡜࡬ዟࡢ⥔⧅࡟࠺ࡼࡢࢺࢫ࣋ࢫ࢔ࡵࡓ࡞ᚤᑠࡓࡲ㸪ࡃࡍࡸ

ࢃࢀࢃ࡛ࡇࡑ㸬࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉ⪕☻ࢆ⥔⧅㸪ࡾ࠶ࡀᛶ㉁ࡴࡇࡾ

㸪ࡋᦚ㍕࡟㸪Ᏹᐂ᭹⾲㠃࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ㝖ཤࡢࢺࢫࢲࢼࣝࡣࢀ

㟼㟁ຊ࡚ࡗࡼ࡟⢏Ꮚࢆ㝖ཤࡿࡍᶵᵓࢆ㛤Ⓨࡓࡋ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪

⏝ࢆ◁᭶ᶍᨃࡓࡋ⌧෌ࢆᡂศᙧ≧⢏ᗘศᕸࡢࢺࢫࢲࢼࣝ

㸪㝖ཤᛶ࠸⾜ࢆᨵⰋࡢ㝖ཤᶵᵓࡓࡲ㸬ࡓࡋホ౯ࢆ⬟㝖ཤᛶ࠸

 㸬ࡓࡋᣦ┠ࢆୖྥࡢ⬟

2. ᐇ㦂⿦⨨ 

NASA ᥦ౪ࡢᏱᐂ᭹⾲㠃࡟㟁ᴟ࡟≦⦤ࢆᇙタࡋ㸪⢏Ꮚ㝖ཤ

ᶵᵓࢆసᡂࡓࡋ㸬ࡢࡇ⿦⨨ࡢᴫ␎ࢆᅗ 1 㸪ࡣ⌮㸬㝖ཤཎࡍ♧࡟

㞄࠺ྜࡾ㟁ᴟ㛫࡟༢┦஺ὶ㟁⏺ (఩┦ࢆπࡓࡋࡽࡎ஧┦ࡢ᪉

ᙧἼ༳ຍ࡛⏕ࡿࡌ㟁⏺) ࢆ༳ຍ࡛࡜ࡇࡿࡍ⢏Ꮚ࡟㟼㟁ຊࡀస

࡟㸬ᐇ㝿ࡿࢀࡉ㸪ศ㞳ࡋ⏝

సᡂࡓࡋ⿦⨨ࡣ㸪㟁ᴟࣆࡢ

ࡀࢳࢵ 0.6 mm ⏺㸪㟁ࡾ࠶࡛

ࡣ᭷ຠ⠊ᅖࡿࡍᙧᡂࢆ 28

×9.5 mm 㟁ᴟࡓࡲ㸬ࡿ࠶࡛

ฎ⦖⤯ࢆ㔠ᒓ㟁⥺⾲㠃ࡣ࡟

⥺㔠ᒓ㟁࡜᭹㟁ᴟ⿕ࡓࡋ⌮

஧✀㢮ࡢ㠀⿕᭹㟁ᴟࡢࡳࡢ

 㸬ࡓ࠸⏝ࢆ

ᅗ 1 ⢏Ꮚ㝖ཤᶵᵓࡢᴫ␎ᅗ 

3. ⢏Ꮚ㝖ཤᐇ㦂 

సᡂࡓࡋ⢏Ꮚ㝖ཤᶵᵓୖ࡟᭶ᶍᨃ◁ࢆタ⨨ࡋ㸪ࢱ࣮࣓ࣛࣃ

ࡗ⾜ࢆ㝖ཤ࡛࡜ࡇࡿࡍ༳ຍࢆ᪉ᙧἼࡾ࡜ࢆ࿘Ἴᩘ࡜㟁ᅽ࡟

ࡀ⢏ᚄࡅ࠿࡟࠸ࡿࡩࡣ◁᭶ᶍᨃࡿࡍ⨨㸬タࡓ 53 µm ௨ୗࡋ࡜

ᘬࡋᕪࢆṧ␃㔞ࡢ⢏Ꮚ㝖ཤᚋࡽ࠿㸬タ⨨㔞ࡓࡋ⏝౑ࢆࡢࡶࡓ

ࡋฟ⟭ࢆ⋠㝖ཤຠ࡛࡜ࡇࡍタ⨨㔞࡛㝖ࢆࢀࡇ㸪ࡋ࡜㝖ཤ㔞ࡁ

⢏Ꮚࡓࡋ⩧㣕ࡽ࠿㸪୍ᗘᏱᐂ᭹ୖ࡟㝿ࡢ᪉ᙧἼ༳ຍࡓࡲ㸬ࡓ

ᐇࡋ⨨㓄࡟┤ᆶࡣ㸪㝖ཤᶵᵓࡵࡓࡄ㜵ࢆ࡜ࡇࡿࡍ╔෌ᗘ௜ࡀ

㦂ࡓࡗ⾜ࢆ㸬 

(1) 㠀⿕᭹㟁ᴟࡓ࠸⏝ࢆ㝖ཤᶵᵓ 

㟁ᴟ࡟㠀⿕᭹㟁ᴟࡓ࠸⏝ࢆ⢏Ꮚ㝖ཤᶵᵓࡿࡼ࡟㝖ཤຠ⋡ࢆ

ᅗ 2 㸬ࡓࡋቑຍࡀ⋠㝖ཤຠࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ㸬༳ຍ㟁ᅽࡍ♧࡟

࿘Ἴᩘࡓࡲ 1 Hz ࡧࡼ࠾ 10 Hz ࡣ⋠㝖ཤຠ࡚࠸࠾࡟ 20 㸣⛬ᗘ

࡯ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ㸪࿘Ἴᩘࡾ࠶࡛

㟁ࡓࡲ㸬ࡓࡋపୗࡣ㝖ཤ㔞࡝

ᴟࡀ๤ࡁฟࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡋ

⟠ᡤࡣṧ␃⢏Ꮚࡀከࡃ㸪⧄⥔

࡛そࡿ࠸࡚ࢀࢃ⟠ᡤࡣᑡ࡞

ᇙࢆ㟁ᴟ࡟Ᏹᐂ᭹ࡣࢀࡇ㸬࠸

タ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⧄⥔㛫ࡢ㝽㛫

ࡍࡸࡳ㎸ࡾධࡀ㸪⢏Ꮚࡆᗈࢆ

㸬 ᅗࡿࢀࡽ࠼⪄࡜ࡔࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃ 2 㝖ཤຠ⋡(㠀⿕᭹㟁ᴟ) 

(2) ⿕᭹㟁ᴟࡓ࠸⏝ࢆ㝖ཤᶵᵓ 

⿕᭹㟁ᴟ (ྂἙ㟁ᕤ㸪FSX-E) ࡣእᚄ 168 µm 㸪┤ᚄࡾ࠶࡛

100 µm ᖹ࡚࡟⭷⓶ࣝࢸࢫ࢚࣏ࣜࢆ࿘ᅖࡀ⥺㖡ࣥࢱ࣏ࣞ࢘ࣜࡢ

ᆒཌࡉ 30  m ࡛そࡿ࠸࡚ࢀࢃ㸬㟁ᴟ⾲㠃ࡢ⤯⦕ฎ⌮ࡾࡼ࡟ 

 㞄࠺ྜࡾ㟁ᴟྠኈࡀ⤡▷ࡢ㉳ࡃࡃ࡟ࡁ㸪㠀⿕᭹㟁ᴟࡓ࠸⏝ࢆ

㝖ཤᶵᵓࡾࡼ㧗࠸㟁ᅽࢆ༳ຍྍ⬟࡛ࡿ࠶㸬ࡢࡇ⢏Ꮚ㝖ཤᶵᵓ

ᅗࢆ⋠㝖ཤຠࡿࡼ࡟ 3 㝖ཤຠࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀ㸬㟁ᅽࡍ♧࡟

࡚࠸࠾࡟༳ຍ㟁ᅽྛࡓࡲ㸬ࡿ࠸࡚ࡋቑຍࡶ⋠ 10 Hz ࢡ࣮ࣆ࡛

㸪900 Vࡾ࠾࡚ࡗ࡜ࢆ ࡛㝖ཤຠ⋡᭱ࡀ኱ࡢ 㸬㠀ࡓࡗ࡞࡜% 54

⿕᭹㟁ᴟࡓ࠸⏝ࢆ㝖ཤᶵᵓ

኱ᖜ࡭ẚ࡜⋠㝖ཤຠࡿࡼ࡟

㟁ᴟࡣࢀࡇ㸪ࡀࡓࡋୖྥ࡟

ࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ฎ⦖⤯ࡀ

㧗ࡶ࡛ࢳࢵࣆ㟁ᴟࡌ㸪ྠࡵ

㟁ᅽࡀ༳ຍྍ⬟ࡾ࡞࡜㸪㝖

ཤᶵᵓ⾲㠃ࡾࡼ࡟ᙉ࠸㟁⏺

࠼⪄࡜ࡔࡵࡓࡓࡁᙧᡂ࡛ࢆ

㸬           ᅗࡿࢀࡽ 3 㝖ཤຠ⋡㸦⿕᭹㟁ᴟ㸧 

(3) ㉸㡢Ἴ᣺ືᏊࡓ࠸⏝ࢆຍ᣺㝖ཤ 

ୖ㏙ࡢ⢏Ꮚ㝖ཤᐇ㦂࡛ࡣ㸪จ㞟ࡓࡋᚤᑠ⢏Ꮚࡀᶵᵓୖ࡟ṧ␃

ࡉඹ᣺ࢆ㝖ཤᶵᵓࡾࡼ࡟㉸㡢Ἴ᣺ືᏊ࡛ࡇࡑ㸬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ

Ᏹᐂ᭹࡛ࡀ㸬㝖ཤᶵᵓࡓ࠼⪄ࢆ࡜ࡇࡍᔂࢆ⢏Ꮚࡓࡋ㸪จ㞟ࡏ

ᅗࡵࡓࡿ࠶ 4 ㉸㡢ࢆᯈࡢࡇ㸪ࡅ௜ࡾྲྀ࡟ᯈࣝࣜࢡ࢔࡟࠺ࡼࡢ

Ἴ᣺ືᏊ࡛ຍ᣺ࡓࡋ㸬ᅗ 5  ༳ຍࡢ㸪஧┦᪉ᙧἼ࡟࠺ࡼࡍ♧࡟

(900 V) ྠ࡜᫬࡟㉸㡢Ἴ࡛㝖ཤᶵᵓࢆຍ᣺ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㝖

ཤຠ⋡ࡋୖྥࡀ㸪10 Hz ኱࡛࡚᭱࠸࠾࡟ 90 %⛬ᗘࢆ㝖ཤࡓࡋ㸬

ᅗࡓࡲ 6 ࡓࡋ␃ṧ࡟㝖ཤᶵᵓୖࡿࡅ࠾࡟ຍ᣺๓ᚋࡢ㉸㡢Ἴ࡟

⢏Ꮚࡢ⢏ᗘศᕸࡍ♧ࢆ㸬㉸㡢Ἴ࡛ຍ᣺࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ 10 

µm ௨ୖࡢ⢏Ꮚࡢ኱༙ࢆ㝖ཤ࡛ࡓࡁ㸬 
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ᅗ 4 ㉸㡢Ἴ᣺ືᏊࡾྲྀࢆ௜ࡓࡅ    ᅗ 5 㝖ཤຠ⋡ 

㝖ཤ⿦⨨ࡢᴫほ       (㉸㡢Ἴຍ᣺ࡾ࠶㸪900 V) 
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(a) ㉸㡢Ἴຍ᣺ࡋ࡞     (b) ㉸㡢Ἴຍ᣺ࡾ࠶ 

ᅗ 6 ṧ␃⢏Ꮚࡢ⢏ᗘศᕸ (900 V) 
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